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2 PL 204 913 B1

Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do wysokoprézniowego naparowywania cienkich
warstw materiatu, zwtaszcza promieniotwérczego lub toksycznego. Rozwigzanie przystosowane jest
do nanoszenia materiatu uzyskanego przez termiczny rozktad jego zwigzku chemicznego, przepro-
wadzony w pierwszym etapie procesu naparowywania. Szczegbélnym przeznaczeniem urzgdzenia
jest wykonywanie prébnikéw jadrowych do badania materiatbw metoda zaburzonych korelacji kie-
runkowych.

Urzadzenia do prézniowego naparowywania cienkich warstw materiatbw posiadajg komory
technologiczne oraz manipulatory, ktére na koncach ramion wyposazone sg w podgrzewane koncéwki
technologiczne. Pierwsza komora technologiczna spetniajgca funkcje zatadowczo-$luzowe oddzielona
jest od kolejnej zaworem prézniowym. Przestrzenie komor potgczone sg z uktadem prézniowym, za-
wierajgcym pompe wytwarzajgcg wysoka préznie. Rozwigzania takie znana sag przyktadowo z polskich
opiséw patentowych nr nr 174 058, 178 717 i opisu patentowego nr 200 449. Doktadne pozycjonowa-
nie koncéwek technologicznych w potozeniach roboczych dokonywane jest najczesciej manipulatora-
mi z napedem przez $rube pociggowa. Jedno z rozwigzan takiego manipulatora przedstawione jest
w polskim opisie patentowym nr 187 770.

Nanoszenie warstw z materiatéw, ktére w warunkach normalnych sg trwate lub nietoksyczne
wytgcznie w postaci zwigzkéw chemicznych, wymaga szczegélnych rozwigzan konstrukcyjno-
-zabezpieczajacych. Proces nanoszenia musi by¢ prowadzony wieloetapowo, wymaga kolejno: ter-
micznego rozpadu zwiazku na materiat naparowywany i cze$¢ gazowa, wyprowadzenia czesci gazo-
wej na zewnatrz komory, naparowania w warunkach prézni materiatu na monokrysztat i na koniec
odparowania materiatu z monokrysztatu na prébke. Przeprowadzenie tych zabiegéw wymaga wysokiej
prézni i szczegoélnej czystosci gazowej przestrzeni komor technologicznych.

Istota rozwigzania urzadzenia wedtug wynalazku polega na tym, ze jego komora wstepna ma
posta¢ przestrzennego przepustu krzyzakowego z rurowymi ramionami ukierunkowanymi wedtug
trzech osi ukladu kartezjanskiego. Na osi poziomej x do jednego przytacza kotnierzowego zamocowa-
ny jest manipulator poziomy a przeciwlegte przytacze zamkniete jest otwierang pokrywa zatadowcza.
Na drugiej, prostopadtej osi poziomej y komora wstepna potgczona jest przez jedno przytacze kotnie-
rzowe z ukltadem prézniowym a przeciwlegte przytacze zamkniete jest oknem. Na osi pionowej z do
glrnego przytacza kotnierzowego zamocowany jest manipulator pionowy a przeciwlegte, dolne za-
mkniete jest zaworem prézniowym, przez ktéry komora wstepna potaczona jest z usytuowang ponizej
komora preparatyczng i osadzong w niej probka. Manipulatory poziomy i pionowy stanowig zespoty
liniowego przemieszczania uchwytéw technologicznych o skokach okreslonych skrajnymi potozeniami.
Dla manipulatora poziomego skrajne potozenie wysuniete znajduje sie na zewnatrz obrysu komory
wstepnej, za pokrywa, natomiast skrajne potozenie wycofania usytuowane jest przed obrysem prze-
strzeni objetej pionowym rzutem pionowych przytaczy kotnierzowych. Dla manipulatora pionowego
skrajne potozenie wycofania znajduje sie przed obrysem przestrzeni objetej poziomym rzutem pozio-
mych przytaczy kotnierzowych a skrajne potozenie wysuniete usytuowane jest na zewnatrz komory
wstepnej, w komorze preparatycznej, w strefie ponad probka.

Rozwigzanie umozliwia przeprowadzenie wszystkich zabiegéw istotnych dla jakosci operacji
w jednej komorze wstepnej, o wzglednie niewielkiej objetosci. Konstrukcja urzgdzenia jest prosta,
technologicznie fatwa do wykonania.

Korzystnym jest, gdy manipulator poziomy ma ptyte mocujaca i ptyte ruchoma, réwnolegle
przemieszczane wzgledem siebie na potgczeniu slizgowym kolumny prowadzacej oraz potaczeniu
napedowg S$rubg pociggowg. Czop koncowy sruby pociggowej utozyskowany jest w promieniowo-
wzdtuznym tozyskowaniu w ptycie mocujacej. Manipulator posiada szyny utwierdzone na jednym konh-
cu w ptycie ruchomej, przewleczone przez otwory prowadzace wykonane w ptycie mocujacej a na
ktérych drugim koncu zamocowana jest koncéwka technologiczna. Koncéwka ma postac elektrycznie
podgrzewanej todki. Przestrzen wokét szyn miedzy ptyta mocujacy i ptyta ruchomag wydzielona jest
szczelnie od otoczenia przez sprezysty mieszek duzy.

Korzystnym jest réwniez, gdy przestrzen todki zamknieta jest od gory przestong, do ktérej za-
mocowany jest pret prowadzony réwnolegle do szyn a koncem przewleczony przez ptyte ruchomg
i uszczelniony przy pomocy sprezystego mieszka matego. Przestona zabezpiecza przed odparowy-
waniem materiatu podczas etapu termicznego rozpadu zwigzku chemicznego.
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Kolejnym korzystnym rozwigzaniem jest gdy manipulator pionowy stanowi przenosnik srubowy,
ktérego Sruba pociggowa objeta jest szczelnie obudowg a nakretka napedzana jest przez przektadnie
katowa, zwtaszcza slimakowa.

W warunkach prowadzenia procesu nanoszenia materialu promieniotwérczego okno komory
wstepnej przestoniete jest czesciowo blokiem otowianym, zamocowanym po stronie zewnetrznej okna.
Blok ofowiowy przestania tédke manipulatora poziomego umozliwiajgc obserwacje parowania i pomiar
promieniowania y przez pozostatg, niezastonieta czes¢ okna. Korzystnym jest rowniez zastosowanie
w manipulatorze pionowym monokrysztatu palladu jako podgrzewanej koncoéwki uchwytu technolo-
gicznego.

Petne zrozumienie wynalazku umozliwia opis przyktadowego wykonania urzgadzenia pokazane-
go W ujeciu schematycznym na rysunku, urzadzenia przystosowanego do nanoszenia prébnika jadro-
wego. Poszczegoblne figury rysunku przedstawiaja;

fig. 1 - widok czotowy, z otwartg pokrywg zatadowczg i koncéwkg technologiczng manipulatora
poziomego w skrajnym wysunietym z komory wstepnej potozeniu,

fig. 2 - widok z boku urzadzenia,

fig. 3 - widok czotowy z kohcowka technologiczng manipulatora pionowego w skrajnym potoze-
niu wysunietym do komory preparatycznej, w potozenie naparowywania prébki,

fig. 415 - widok z boku i z géry manipulatora poziomego w ujeciu uproszczonym, a

fig. 6 - schemat budowy manipulatora pionowego.

Urzadzenie zawiera komore wstepng 1 i komore preparatyczng 2, potaczone ze sobg przez za-
wor proézniowy 4, oraz zamocowane do komory wstepnej 1 manipulatory poziomy 6 i pionowy 7. Ko-
mora wstepna 1 ma posta¢ przestrzennego przepustu krzyzakowego, ktérego rurowe ramiona ukie-
runkowane sg wedtug trzech osi ukfadu kartezjanskiego x, y i z. Na poziomej osi x do jednego ramie-
nia zamocowany jest przez przylacze kotnierzowe 8 manipulator poziomy 6 a przeciwlegte przytacze
kotnierzowe 9 zamkniete jest otwierang pokrywg zatadowcza 10. Na drugiej osi poziomej y komora
wstepna 1 potaczona jest przez jedno przytacze kotnierzowe 11 z uktadem prézniowym 5 wyposazo-
nym w pompe turbomolekularng, a przeciwlegte przytacze kotnierzowe 12 zamkniete jest oknem 13.
Okno 13 czesciowo przestoniete jest z zewnatrz blokiem otowianym 18. Na osi pionowej z do gor-
nego przytacza kotnierzowego 14 zamocowany jest manipulator pionowy 7 a przeciwlegte, przyta-
cze dolne 15 zamkniete jest zaworem proézniowym 4, przez ktéry komora wstepna 1 potaczona jest
Z usytuowang ponizej komorg preparatyczng 2 i osadzong w niej probka 3. Manipulator poziomy 6
i pionowy 7 przemieszczajg uchwyty technologiczne 16 i 17 liniowo, miedzy skrajnymi potozeniami.
Dla manipulatora poziomego 6 skrajne potozenie wysuniete a znajduje sie na zewnatrz obrysu komory
wstepnej 1, za pokrywa 10, a skrajne potozenie wycofania ¢ - przed obrys przestrzeni objetej piono-
wym rzutem pionowych przytaczy kotnierzowych 14 i 15. Dla manipulatora pionowego 7 skrajne
potozenie wycofania d znajduje sie przed obrysem przestrzeni objetej poziomym rzutem poziomych
przytaczy kotnierzowych 8 i 9, natomiast przeciwlegte potozenie wysuniete e - na zewnatrz, w komo-
rze preparatycznej 2, w strefie ponad prébka 3.

Manipulator poziomy 6 ma dwie, réwnolegle przemieszczane wzgledem siebie ptyty: mocuja-
cg 19 i ruchoma 20. Ptyty kinematycznie sprzezone sa przez potaczenie slizgowe tulei 22 na kolum-
nie prowadzacej 21 oraz poprzez nakretke i srube pociggowg 23, utozyskowang czopem koncowym
w promieniowo-wzdtuznym tozysku osadzonym w ptycie mocujacej 19. Manipulator 6 posiada stalowe
szyny 24, utwierdzone na jednym koncu w ptycie ruchomej 20, przewleczone przez otwory w ptycie
mocujacej 19a na ktérych drugim koncu zamocowana jest koncowka technologiczna w postaci elek-
trycznie podgrzewanej tédki 25. Energia elektryczna doprowadzona jest do t6dki 25 przewodami elek-
trycznymi 26, ktére wyprowadzone sg na zewnatrz przez osadzone w ptycie ruchomej 20 przepusty
elektryczne 27. Przestrzen wokot szyn 24 miedzy ptyta mocujacg 19 i ptytg ruchoma 20 wydzielona
jest szczelnie od otoczenia przez mieszek duzy 28, wykonany ze stali sprezystej. Od goéry przestrzen
tédki 25 zamknieta jest przestong 29, do ktérej zamocowany jest pret 30, prowadzony réwnolegle do
szyn 24. Pret 30 przeprowadzony jest przez ptyte ruchoma 20 z uszczelnieniem przy pomocy mieszka
matego 31 a na zewnetrznym koncu osadzony ma uchwyt 32.

Manipulator pionowy 7 stanowi przenosnik srubowy, ktérego sruba pociggowa 33 objeta jest
szczelnie obudowg 34 a nakretka 35 napedzana jest recznym pokrettem przez slimakowa przektad-
nie katowg 36. Koncéwke uchwytu technologicznego 17 manipulatora pionowego 7 stanowi mono-
krysztat 38 palladu, podgrzewany grzatkg elektryczng 37. Przewody elektryczne 39 zasilajgce grzat-
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ke 37 prowadzone sg osiowym otworem w srubie pociggowej 33 a nastepnie wyprowadzone z obu-
dowy 34 na zewnatrz przepustem elektrycznym 40.

Dziatanie urzadzenia zostanie wyjasnione opisem procesu technologicznego nanoszenia prob-
nika jadrowego, ktdry stosowany jest do badania materiatbw metodg zaburzonych korelacji kierunko-
wych. Przed rozpoczeciem procesu manipulator poziomy 6 i pionowy 7 wycofane sg w skrajne poto-
zenia c i d, zawdr prézniowy 4 jest zamkniety. Proces rozpoczyna czynnos$¢ otwarcia pokrywy 10
i wysuniecie manipulatora poziomego 6 w skrajne potozenie a - wedtug usytuowania pokazanego na
fig. 1. W tédce 25 umieszczona zostaje folia miedziana z naniesiong na nig solg indu **InCls, a prze-
strzen t6dki 25 zamknieta przestong 29 przy pomocy preta 30. Nastepnie manipulator poziomy 6 zo-
staje wycofany w potozenie b, przy ktérym t6dka 25 znajdzie sie w osi manipulatora pionowego 7. Po
zamknieciu pokrywy 10 i opuszczeniu manipulatora pionowego 7 w potozenie, przy ktdrym zamo-
cowany na uchwycie technologicznym 17 monokrysztat 38 palladu znajdzie sie bezposrednio nad
t6dka 25 - komora wstepna 1 zostaje potaczona z uktadem prézniowym 5, jednoczesnie rozpoczyna
sie oporowe podgrzewanie tédki 25 pradem doprowadzonym przewodami elektrycznymi 26. Po osia-
gnieciu temperatury rozktadu **InCl; - chlor zostaje odpompowany a nastepnie po otwarciu przestony
29 ind odparowuje i osiada na monokrysztale 38 palladu. Proces parowania i ilo$¢ naniesionej aktyw-
nosci indu nadzorowane sg przez okno 13 przy pomocy detektora promieniowania y, w warunkach
przestoniecia strefy tédki 25 przez, zamocowany po stronie zewnetrznej okna 13 blok ofowiany 18.
Nastepnie manipulator poziomy 6 zostaje wycofany t6dkg 25 w skrajne wewnetrzne potozenie ¢, za-
wor prézniowy 4 otwarty a manipulator pionowy 7 opuszczony do komory preparatycznej 2 w potoze-
nie e przy ktérym monokrysztat 38 palladu pokryty powtoka **In sytuowany jest bezposrednio nad
prébka 3. Kolejna czynnos¢ wigczenia grzatki 37 powoduje nagrzewanie monokrysztatu 38 a odparo-
wany "In osiada na powierzchni prébki 3. Operacje konczy wycofanie manipulatora pionowego 7 do
komory wstepnej 1 i zamkniecie zaworu prézniowego 4, odcinajgcego przestrzen komory prepara-
tycznej 2 od komory wstepnej 1.

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do wysokoprdézniowego naparowywania cienkich warstw materiatu, zwtaszcza
promieniotwérczego lub toksycznego, zawierajgce komory technologiczne oddzielone od siebie zawo-
rami prézniowymi i potaczone z uktadem prézniowym, oraz manipulatory z podgrzewanymi koncow-
kami technologicznymi, znamienne tym, ze posiada komore wstepng (1) w postaci przestrzennego
przepustu krzyzakowego, do ktérego rurowych ramion ukierunkowanych wedtug trzech osi uktadu

- ha osi poziomej (x) manipulator poziomy (6) a przeciwlegte przytacze kotnierzowe (9) zamknie-
te jest otwierang pokrywa zatadowczg (10),

- na drugiej osi poziomej (y) komora wstepna (1) potaczona jest przez jedno przytacze kotnie-
rzowe (11) z uktadem prézniowym (5) a przeciwlegte przytacze kotnierzowe (12) zamkniete jest oknem
(13), natomiast

- na osi pionowej (z) do gbrnego przylacza kotnierzowego (14) zamocowany jest manipulator
pionowy (7) a przeciwlegte, dolne (15) zamkniete jest zaworem prézniowym (4), przez ktéry komora
wstepna (1) potaczona jest z usytuowang ponizej komorg preparatyczng (2) i osadzong w niej probka
(3), przy czym manipulatory poziomy (6) i pionowy (7) stanowig zespoty liniowego przemieszczania
uchwytéw technologicznych (17) miedzy skrajnymi potozeniami (a, ¢, d, e), ktére dla manipulatora
poziomego (6) wyznaczone sg potozeniem wysunietym (a) na zewnatrz obrysu komory wstepnej (1),
za pokrywe (10) oraz potozeniem wycofania (c) przed obrysem przestrzeni objetej pionowym rzutem
pionowych przytaczy kotnierzowych (14, 15), natomiast dla manipulatora pionowego (7) potozeniem
wycofania (d) przed obrysem przestrzeni objetej poziomym rzutem poziomych przytaczy kotnierzo-
wych (8, 9) oraz potozeniem wysunietym (e€) z komory wstepnej (1) na zewnatrz, w komorze prepara-
tycznej (2), w strefie ponad prébka (3).

2. Urzadzenie wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze manipulator poziomy (6) ma ptyte mocuja-
ca (19) i ptyte ruchomg (20), réwnolegle przemieszczane wzgledem siebie na potgczeniach: slizgo-
wym kolumny prowadzacej (21, 22) oraz potaczeniu napedowg $rubg pociggowg (23), ktérej czop
koncowy utozyskowany jest w promieniowo-wzdtuznym tozyskowaniu w ptycie mocujacej (19), ponad-
to posiada szyny (24) utwierdzone na jednym koncu w ptycie ruchomej (20), przewleczone przez
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otwory prowadzace wykonane w ptycie mocujacej (19) a na drugim koncu ktérych zamocowana jest
koncéwka technologiczna w postaci elektrycznie podgrzewanej t6dki (25), przy czym przestrzen wokot
szyn (24) miedzy ptytg mocujaca (19) i ptytg ruchoma (20) wydzielona jest szczelnie od otoczenia
przez sprezysty mieszek duzy (28).

3. Urzadzenie wedtug zastrz. 2, znamienne tym, ze przestrzen t6dki (25) zamknieta jest od go-
ry przestong (29), do ktérej zamocowany jest pret (30) prowadzony réwnolegle do szyn (24) a koncem
przewleczony przez ptyte ruchomag (20) i uszczelniony przy pomocy sprezystego mieszka matego (31).

4. Urzadzenie wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze manipulator pionowy (7) stanowi przeno-
$nik srubowy, ktérego sruba pociggowa (33) objeta jest szczelnie obudowg (34) a nakretka (35) nape-
dzana jest przez przektadnie katowa (36), zwtaszcza slimakowa.

5. Urzadzenie wedtug zastrz.1, znamienne tym, ze okno (13) komory wstepnej (1) przestoniete
jest czesciowo blokiem otowianym (18), zamocowanym po stronie zewnetrznej okna (13).

6. Urzadzenie wediug zastrz. 1, znamienne tym, ze podgrzewang koncéwke uchwytu techno-
logicznego (17) manipulatora pionowego (7) stanowi monokrysztat (38) palladu.

Wykaz oznaczen na rysunku
. komora wstepna
. komora preparatyczna
. prébka
. zawor prézniowy
. uktad prézniowy
. manipulator poziomy
. manipulator pionowy
. przytacze kotnierzowe
. przytacze kotnierzowe
. pokrywa zatadowcza
. przytacze kotnierzowe
. przytacze kotnierzowe
. okno
. przytacze kotnierzowe
. przytacze kotnierzowe
. uchwyt technologiczny
. uchwyt technologiczny
. blok otowiany
. ptyta mocujaca
. ptyta ruchoma
. kolumna prowadzaca
. tuleja Slizgowa
. Sruba pociggowa
. szyny
. todka
. przewody elektryczne
. przepust elektryczny
. mieszek duzy
. przestona
. pret
. mieszek maty
. uchwyt
. Sruba pociggowa
. obudowa
. hakretka
. przektadnia katowa
. grzatka
. monokrysztat
. przewody elektryczne
. przepust elektryczny
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a. potozenie wysuniete manipulatora poziomego
b. potozenie odparowania

c. potozenie wycofania

d. potozenie wycofania manipulatora pionowego
e. potozenie wysuniete

Rysunki
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